
 

 

 

 

 

 

 反射極点光学系（Ｌｉｎｅ―疑似集中法）の特徴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 反射極点では極点図のＤｅｆｏｃｕｓはＤＳスリットに影響を受けないが 

 測定２θ角度の影響を受ける 

 ｛他の実験で、測定２θ角度と受光スリットの影響を受ける｝ 
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ＤＳスリットの影響 

目的 

Ａｌ－ｒａｎｄｏｍ試料を用いてＤＳスリットが及ぼす極点図を調べる 

極点図｛１１１｝と｛２２０｝により２θ角度が極点図に及ぼす影響を調べる 

測定 

 Ｓｈｕｌｔｚの反射光学系、受光スリットはＳＳ＝RS=7ｍｍｔｏｓｕｒｕ． 

 ＤＳ，０．１ｍｍ，１／６度、１／４度、１／３度、１／２度、１．０度による測定 

処理 

 バックグランド処理、内部規格化した極点図をβ方向の平均値をα毎にプロット 

 強度は極点図中心強度を１．０として再規格化 

 （計算はＤｅｆｏｃｕｓｍａｋｅＴＡＢＬＥソフトウエアによる） 

｛１１１｝ 

  

｛２２０｝ 

  

ＤＳ＝１／２ｄｅｇ．における｛１１１｝と｛２２０｝の比較 

  

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0 10 20 30 40 50 60 70 80

111-0.1mm.TXT

111-1/6degTXT

111-1/4deg.TXT

111-1/3deg.TXT

111-1/2deg.TXT

111-1-0d.TXT

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0 20 40 60 80

220-0.1mm.TXT

220-1/6deg.TXT

220-1/4deg.TXT

220-1/3deg.TXT

220-1/2deg.TXT

220-1.0deg.TXT

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0 20 40 60 80

111-1/2deg.TXT

220-1/2deg.TXT


